
Sensory optyczne



Optyczne sensory położenia



Optyczne sensory położenia

jednodrogowe łącza optoelektroniczne



sprawdzanie kompletności kołków 

kontaktowych



Optyczne sensory położenia

dwudrogowe łącza optoelektroniczne









Optyczny sensor 

zbliżeniowy

impulsowy sygnał użyteczny SU

suma sygnałów SU+SZ po pojawieniu 

się zakłócenia w chwili t1

sygnał SU+SZ po przejściu przez filtr 

górnoprzepustowy 
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Optyczne jednodrogowe

 sensory położenia

rezerwa zadziałania =

natężenie światła 

dochodzącego do odbiornika

--------------------------------------

minimalne natężenie światła 

niezbędne do prawidłowego 

zadziałania odbiornika 



współczynnik rezerwy zadziałania =
wsp. korekcyjny otoczenia  x  wsp. korekcyjny materiału



Warunki: otoczenie lekko zakurzone, 

drewniane palety w odległości 50 mm.



współczynnik rezerwy zadziałania =

wsp. korekcyjny otoczenia x wsp. korekcyjny materiału = 5 x 4,5 =  22,5

Warunki: otoczenie lekko zakurzone [5], drewniane palety [4,5] odległość 50 mm.

















Precyzyjny czujnik laserowy, o zmiennym polu widzenia, 
do wykrywania miniaturowych obiektów z dużej odległości:

•zasięg działania do 1m (odbiciowy) lub 7m (z reflektorem) 
•wiązka punktowa, prostokątna lub liniowa 
•regulacja punktu odczytu 
•regulacja odchylenia wiązki 
•funkcja strojenia mocy wiązki dla niewielkich odległości obiektu 
•osobne głowice i wzmacniacz - modele wykrywające obiekty przezroczyste 
•średnica plamki punktowej 950um 
•zasięg działania do 1m (regulowany) 
•wyjścia tranzystorowe PNP lub NPN 
•zasilanie 10..30VDC



















Dziękuję za uwagę!

W wykładzie wykorzystano materiały Projekt UE Nr 2005-146319 „MINOS“, 

Europejska koncepcja szkolenia fachowców globalnej przemysłowej produkcji w 

zakresie mechatroniki. 

W wykładzie wykorzystano materiały z podręcznika: „Urządzenia i systemy 

mechatroniczne” opracowanie merytoryczne M. Olszewski, Wydawnictwo REA s.j. 

Warszawa 2009

W wykładzie wykorzystano materiały Projekt UE Nr 2005-146319 „MINOS“, 

Europejska koncepcja szkolenia fachowców globalnej przemysłowej produkcji w 

zakresie mechatroniki oraz z katalogu firmy OMRON. 
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